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摘要(译)

提供一种超声探头，其保持构成超声探头的层的足够的粘附强度，并且
使压电元件的声阻抗与生物的声阻抗相匹配;还提供了一种配备有所述超
声探头的超声诊断设备。该超声探头（ 100 ）的特征在于包括背衬层，
压电元件层（ 6E），声匹配层（ 2 A）和声透镜（ 1 ），按顺序层叠，
其中在压电元件层之间提供含有钒玻璃的粘合层（ 14 ）（ 6E）和声匹
配层（ 2 A）。
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